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Técnicas de caracterizacion de materiales
y dispositivos semiconductores

Microcredencial 6 ECTS (30h aula + 30h laboratorio)

CATEDRA UPM - INDRA en MICROELECTRONICA
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:QUE APRENDERAS EN ESTE CURSO?

1. Caracterizacion de Materiales
a) Difraccion mediante rayos X (XRD)

b) Microscopia electronica de barrido
(SEM)

c) Microscopia de Fuerzas Atomicas
(AFM)

d) Fotoluminiscencia (PL)

e) Espectroscopia Raman

2. Caracterizacion de Dispositivos

a) Medidas de Electroluminiscencia

b) Medidas de Fotocorriente 5 \\

c) Analisis de la transmitancia y la ‘ e ( Y '
reflectancia en el infrarrojo, MATRICULA 100% @
ultravioleta y visible. f GRATUITA, /\

d) Medidas de transporte (corriente- ‘ FlNI'(\:I\;\?EADDR?q POR
tension, capacidad-tension) 7~ ® ,PM-INDRA /

@ Del 17/02/2026 al 30/04/2026. M y ) de 17:00h a 20:00h

9 PRESENCIAL. Laboratorios del ISOM y aula A-102-L1 de ETSI Telecomunicacion
D4 comunidad.microelectronica@upm.es
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